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１．概要（Summary） 
長ストローク（3 mm）・内視鏡先端部に搭載可能な小

型 （4 mm 角）・生体内測定に安全な低電圧駆動 （≦
1.5 V）を同時に達成する MEMS レンズアクチュエータ

が内視鏡下の血流イメーシングに不可欠である。しかし、

上記の仕様を満たす MEMS アクチュエータは存在しな

いため、従来のアクチュエータから発想を大きく転換させ、

独創的な構造を熱駆動方式に応用したアクチュエータを

提案する。今回、MEMS アクチュエータの作製を目指し、

東北大学試作コンランドリ施設の設備を利用して、

PECVD 成膜・スパッタ成膜を行なった。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

住友精密 TEOS PECVD 装置、住友精密 PECVD
装置、Dektak 段差計 
【実験方法】 

PECVD 装置を用いて、シリコン深掘り用ストップ層とデ

バイス基盤層を成膜した。低残留応力レシピで SiO2 を成

膜した。その後、引張り応力と圧縮応力がそれぞれ支配

的な二層繰り返し構造にする低残留応力条件で SiN 成

膜を行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

PECVD積層後のサンプルをFig. 1に示す。顕微鏡観

察によって一様に PECVD 成膜されている事を確認でき

た （Fig. 2）。Dektak 段差計で表面粗さを評価したとこ

ろ所望の仕様で成膜されていることが明らかになった。 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Picture of fabricated substrate.  

 

 
Fig. 2 Microscopic image of fabricated substrate. 
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